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→243 nm サブマイクロ秒パルス広帯域レーザー
商用では不可のため自作
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Psレーザー冷却(ドップラー冷却)の特徴
1.  '/�
∵ Ps#+: 142ns

2.�(�����
∵ Ps�".�2me	��

300 K→10 K
6.4 ns

50 cycles

Ps

Ps

• 1S-2P (243 nm)
• 6.4 ns�50 ~ 300 ns
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Hydrogen
15 GHz

Ps
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loss/cycle = 1%(
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サブマイクロ秒広帯域パルスレーザーの生成
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532 nm, 5 ns, 10 Hz

15 mJ/pulse 
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729 nm, CW, 20 mW
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1. �%�& 3.8 m� 8)�����
��	�� (96�36 cm2)
2. ���
 (~200)
→� "* ~ 700ns

ロング & 高フィネス 共振器
冷却レーザー系心臓部

EOM

Ti: Sapphire�$

729 nm
�������
(!

729 nm
��
#+

532 nm
�������
15 mJ/pulse

共振器長を制御 �����
1%'�
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400 µJ/pulse

安定した高強度・長パルス発振に成功
729 nm�
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長パルスの広帯域化に成功
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Preliminary

729 nm���������

17.6±0.6GHz
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→ n = 85
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広帯域パルスのスペクトル測定
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#1/

CCD camera

Etalon
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OFF
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 ;

Etalon
FSR = 750 GHz
FWHM = 4.8 GHz
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冷却レーザー系をKEKの実験室に合うよう
コンパクトに組んでいる (2.0 m×1.1 m)

2019/3/15 9

東大 浅野キャンパス
吉岡研究室



マルチパス増幅

シードレーザー 729nm

共振器

冷却レーザー系をKEKの実験室に合うよう
コンパクトに組んでいる (2.0 m×1.1 m)

Ti:Sapphire

EOM

Ti:Sapphire

ポンプ
レーザー

ポンプレーザー 532 nm

東大 浅野キャンパス
吉岡研究室
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3次高調波発生Ps冷却レーザー



• C"����&5�-3=�!B
ØTi: Sapphire
���
���������2>
400 µJ → 5 mJ
Ø3*(7<0/(729 nm → 243 nm)

• 3#�Ps�:48+$(KEK-SPF, 1S-2P�����?%)

• @9)������(KEK-SPF)	C"������1��
A;:6�. ,�Ps����C"�'�
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今後
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Ps温度測定 1S-2Pドップラー分光
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Ps温度測定実験系
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Ps ����
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(KEK-SPF-B1)

Γ�

�
(LaBr3)

Cold finger (LN2)
Ps�������
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243 nm &
532 nm laser
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Nd:YAG pumped
OPO system*

Nd:YAG
Laser

532 nm laser

243 nm laser
Ps���

�
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106e+/pulse, 50Hz

Ps	��
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Ps	��

陽電子ビームライン(KEK-SPF-B1)
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まとめ


